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(57) Abstract: Disclosed is a reactor for treating flat substrates, comprising a vacuum chamber (11) and a process chamber (9). A
first electrode (5) and a counter electrode (7) which form two opposite walls of the process chamber are provided for generating a
plasma. The counter electrode can accommodate the substrate (3). The reactor further comprises means for introducing (19, 23, 25)
and evacuating gaseous material into and/or from process chamber, an inlet and outlet for the vacuum chamber, and a mechanism
(41, 43) for varying the relative distance between the electrodes, a first relatively great distance being used when the process chamber
is loaded and discharged and a second relatively short distance being used when the treatment is performed, and/or a device which
is associated with the counter electrode, is used for accommodating substrates, and is designed such that the substrate is disposed at
& an angle alpha ranging from 0° to 90°, preferably at an angle of 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°, relative
& to the vertical direction at least while the treatment is performed, the substrate surface that is to be treated facing downward.

4 (57) Zusammenfassung: Reaktor zur Behandlung von flachen Substraten, mit einer Vakuumkammer (11), Prozessraum (9), wobei
o eine erste Elektrode (5) und eine Gegenelektrode (7) zur Erzeugung eines Plasmas vorgesehen sind und zwei gegeniiberliegende
Wiinde des Prozessraums bilden; Mitteln zum Einbringen (19, 23, 25) und zur Entfernung von gasférmigen Material, in den und/oder
aus dem Prozessraum, wobei das Substrat (3) durch die Gegenelektrode
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aufnehmbar ist, einer Be- und Entladungsoffnung der Vakuumkammer, und eine Vorrichtung (41, 43) zum Variieren des relativen
Abstandes zwischen den Elektroden, wobei ein erster relativ groBer Abstand bei einer Be- oder Entladung der Prozesskammer und
ein zweiter relativ geringer Abstand bei Durchfithrung der Behandlung vorgesehen ist, und/oder eine der Gegenelektrode zugeord-
nete Vorrichtung zur Aufnahme von Substraten, die derart ausgebildet ist, dass das Substrat zumindest wihrend der Durchfithrung
der Behandlung, mit der zu behandelnden Oberfléche nach unten mit einem Winkel Alpha in einem Bereich zwischen 0° und 90°,
vorzugsweise mit einem Wert von 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45° gegeniiber der Lotrichtung angeordnet
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A DE 26 53 736 Al (BOSCH GMBH ROBERT) 28

1. Juni 1978 (1978-06~01)
Seite 21, Absatz 3 - Seite 22, Absatz 3;
Abbildung 4
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internationales Aktenzeichen
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/EP2008/003414

Feld Nr.1I  Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Forisetzung von Punkt 2 auf Blait 1)

GemaR Artike! 17(2)a) wurde aus folgenden Grilnden fiir bestimmie Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstelit:

1. D Anspriiche Nr. :
weil sle sich auf Gegensténde bezishen, zu deren Recherche diese Behdrde nicht verpflichtet ist, ndmlich

2. D Anspriche Nr.

weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre-
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeflihrt werden kann, némitich

3. ]___l Anspriiche Nr.
well es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehérde hat festgestelit, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthdit:

siehe Zusatzblatt

—_

Da der Anmelder alle erfordertichen zusétzlichen Recherchengebiinren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

D Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der
' zusatzliche Recherchengebiihr gerechtfertigt hétte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung solcher Geblihren aufgefordert.

3. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriche, fiir die Geblihren entrichtet worden sind, ndmlich auf die
Anspriiche Nr.

4. D Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale

Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist in folgenden
Anspriichen erfasst:

Bemerkgngen hinsichtlich D Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengebiihren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenialls erforderliche Widerspruchsgebithr gezahlt.

D Die zusatzlichen Recherchengebiinren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende WiderspruchsgebUhr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

[X:l Die Zahlung der zuséizlichen Recherchengebihren erfolgte ohne Widerspruch.
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Internationales Aktenzeichen PCT/EP2008 /003414

WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehirde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdit,
namlich:

1. Anspriiche: 1-5,38

(insoweit abhidngig von Anspruch 1; erste "ODER"-Alternative)
Reaktor mit zwei gegeniiberliegenden Elektroden und einer
Vorrichtung zum Variieren des relativen Elektrodenabstandes;
mit gridsserem Abstand wahrend des Be- und Entladens und
kleinerem Abstand wahrend der Behandlung; wobei die
Gegenelektrode wahrend der Behandlung die Elektrode mit
Haltestruktur so abdeckt, dass ein Spalt zwischen
Gegenelektrode und Haltestruktur gebildet wird, so dass ein
Plasma innerhalb des Prozessbereichs zwischen den Elektroden
gehalten wird.

2. Anspriiche: 6-16

(insoweit abhdngig von Anspruch 1 und 38; zweite
"ODER"~Alternative inkl. "UND"-Kombination)

Reaktor mit gegeniiberiiegenden Elektroden, wobei
Gegenelektrode mit Vorrichtung zur Aufnahme von Substraten
vorgesehen ist, derart, dass das Substrat wahrend der
Behandlung mit der zu behandelnden Oberflache nach unten mit
einem Winkel zwischen 0° und 90° gegeniiber der Lotrichtung
angeordnet ist.

3. Ansprliche: 17-27

Handlingsvorrichtung fiir flache Substrate mit Greifarmmodul,
so dass Substrate parallel zu ihrer Oberflédche bewegbar sind
und wahrend der Be-und Entladung mit ihrer zu behandelnden
Oberfliche nach unten in einem Winkel zwischen 0° und 90°
gegeniber der Lotrichtung angeordnet sind.

4. Anspriiche: 28-37

Vorrichtung zur Bearbeitung flacher Substrate mit
Transportraum, Prozessrezipienten und Transportroboter,
wobei Prozessrezipient und/oder Transportroboter ausgebildet
sind, Substrate fir bestimmtes Zeitintervall in einem Winkel
zwischen 0° und 90° gegeniiber der Lotrichtung anzuordnen.
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Angaben zu Verbffentlichungen, die zur selben Patentfamille gehdren

Intemationales Altenzeichen

PCT/EP2008/003414
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Versffentlichung
DE 10103341 Al 09-08-2001 US 2001018272 Al 30-08-2001
US 6818560 Bl 16-11-2004 JP 2001093884 A 06—-04-2001
KR 20010039900 A 15-05-2001
US 2004102025 Al 27-05-2004 AT 375005 T 15-10-2007
AU 2003282389 Al 15-06-2004
DE 60316717 T2 24-01-2008
EP 1563535 Al 17-08-2005
WO 2004047165 Al 03-06-2004
KR 20050063751 A 28-06-2005
™ 233153 B 21-05-2005
US 2006096857 Al 11-05-2006 CN 101068948 A 07-11-2007
EP 1848838 A2 31-10-2007
JP 2008519164 T 05-06-2008
KR 20070060163 A 12-06-2007
WO 2006052931 A2 18-05-2006
JP 10121237 A 12-05-1998 KEINE
JP 2141568 A 30-05-1990 JP 2602304 B2 23-04-1997
US 6241857 Bl 05-06-2001 CN 1195712 A 14-10-1998
JP 10147864 A 02-06-1998
US 2004149389 Al 05—-08-2004 KEINE
DE 4330266 Al 17-03-1994 JP 6097080 A 08-04-1994
us 5425812 A 20-06-1995
EP 1524215 A - 20-04-2005 AT 334920 T 15-08-2006
CN 1609269 A 27-04-2005
DE 10348281 Al 19-05-2005
JP 3997223 B2 24-10-2007
JP 2005120468 A 12-05-2005
KR 20050037360 A 21-04-2005
W 250220 B 01-03-2006
Us 2005081791 Al 21-04-2005
JP 2000177842 A 27-06-2000 KEINE
US 2006218680 Al 28-09-2006 CN 101175612 A 07-05-2008
JP 2008535256 T 28-08-2008
KR 20070114395 A 03-12-2007
WO 20006104842 A2 05-10-2006
EP 1746182 A 24-01-2007 JP 2007023380 A 01-02-2007
KR 20070011070 A 24-01-2007
US 2002078892 Al 27-06-2002 JP 2002203884 A 19-07-2002
DE 2653736 Al 01-06-1978 CH 620946 A5 31-12-1980
FR 2372243 Al 23-06-1978
IT 1089022 B 10-06-1985
JP 53067684 A 16-06-1978
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